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◎光学ガラスの一種（像回転プリズム）

◎入射角45°で入射した光はプリズム底面で全反射されプリズムを透過する

◎全反射面にダブプリズムとの接触点がある場合，接触点で拡散反射する
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◇測定専用固定冶具
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◇接触画像取得の方法


